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ナノメートル領域のものづくりの本質を加工＝計測と捉え，高度な光技術をベースとしたものづくりの基本
となる加工および計測に関する新技術の開拓に向けて，次世代の加工計測技術を築く基礎技術の確立とそ
の応用に関する研究を進めています．ここでは，一部のトピックを紹介します．

3 次元形状基準計測機の開発
（ナノCMM に関する研究）
光による長さ基準を搭載したレーザト
ラップ型ナノ三次元座標計測器（ナノ
CMM）の開発に関する研究をしてい
ます．現在は，ナノからミリスケール
までマルチオーダで高精度に計測で
きる技術に進化しつつあります．

蛍光利用による精密位置測定
共焦点蛍光検出を応用することで工
具を加工機から外さずに高精度に刃
先を測定することができます．

量子効果を利用した表面計測
物体表面で光が反射するときに生じ
るわずかな位置ずれを利用すること
でサブナノ精度で表面粗さを測定し
ています．

フォトニックナノジェットによる加工
レーザトラップしたマイクロ球をレン
ズとして利用することで通常よりもア
スペクト比が高く，微細な形状の加
工が実現できます．

回折波面利用 3 次元リソグラフィ
レーザによる回折光を3次元的に制
御することにより，一括露光による3
次元リソグラフィを実現しています．

21 世紀に向けて “ものづくり” 技術の高度化を達成するに
は，加工，計測，位置決めなどの全ての分野において，その
技術をさらに向上させる必要があります．当研究室では，光
を応用した加工・計測技術を基盤技術とした研究を中心に，
“ものづくり”技術の新たな潮流を創出することを目指します．
例えば
 • 光ナノ計測についての研究では，ナノ三次元計測機の開発
 • ナノ・マイクロ加工技術では，機能性ナノ粒子（フラーレン）

を精密加工に応用したナノ加工技術や次世代のレーザー加
工技術の開発

 • 生産技術領域については，新規分野の開拓を目指し，生物
型の加工，計測原理の確立

などの研究を通じて，将来的には，ものづくりに関する研究，
加工計測に関連する分野だけにとどまらず，光加工計測技術
の環境分野への応用など，将来の日本の産業を支える基盤
技術を生み出すための提案を行っていきます．

高度ものづくり戦略の未来を拓く
光加工・計測技術の新潮流

光と機械の融合を非平衡工学で実現するナノスケールものづくり

新機械技術の未来創出に挑む，日本発信のコア技術

研究室のコア技術

ナノ計測診断機械
ネットワーク

環境問題
(Environmental Crisis)

バイオミメティックスベース
計測制御機械システム

人的大災害
(Human originated Disaster)

ナノ・マイクロ計測機械システム
（グリーンMEMSネットワーク）

食糧危機
(Food Crisis)

ナノ光科学ナノ・マイクロ機械科学 非平衡工学

1.レーザ応用ナノ加工計測技術
～ナノスケールものづくり基盤計測技術の確立～

3.ナノ計測システムの製造，組み立て技術
～ナノ生産技術における技術革新～

2.レーザ応用超微細加工技術
～ナノ加工技術の確立とナノ計測ツールの開発～

NanoSmart

新たな「光と機械の融合」を非平衡工学で実現するナノスケールものづくり

4.量子光学に基づいた次世代精密計測法
～フォトン・メトロロジー基盤技術の確立～

（1）UV励起蛍光を用いた工具刃先形状計測の研究

（2）超微弱励起光による長期間観察可能な
蛍光イメージングに関する研究

（1）ナノCMMを用いた知的３次元計測技術に関する研究

（3）動的光散乱による硝子マイクロクラック計測に関する研究

（2）光周波数コムを用いた加工表面計測に関する研究

（1）ナノ表面平坦化加工技術の開発に関する研究

（2）フォトニック・ナノジェットによる超微細3次元加工

（3）ナノ物理現象の解明とその応用による機能性
デバイスの創生に関する研究

（1）フォトン・メトロロジーコア技術の基礎研究
（2）量子偏光計測に関する基礎研究

（3）統計光学を応用した高感度検出法に関する研究
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